Yariiletken Arastirma Grubu
Arastirma Konulari

Grubumuzda temel arastirmalarimiz yariiletken ince film ve yariiletken ince film tabanli
aygitlarin iretimi ve karekterizasyonu iizerinedir. Bu kapsamda ii¢ adet ince film iiretim
sistemimiz mevcuttur.

Plazma destekli tliretim laboratuvarimizda mevcut olan atmali filtreli katodik vakum ark
depolama sistemi (PFCVAD) ile yiiksek sicaklik ve enerji gerektiren bilesik yariiletkenler
iiretilebilmektedir. Son yillardaki ¢aligmalarimiz PFCVAD sistemi kullanilarak 11-VI bilesigi
olan ZnO ince filmlerin iiretimi optik, elektriksel ve yapisal Ozelliklerinin belirlenmesi
iizerine yogunlagmistir. Bu sistem ile film kalinlig1 nano boyutta kontrol edilebilmektedir.
ZnO goriiniir bolgede saydam ve UV de ise iyl bir sogurucudur. ZnO ayrica giines
hiicrelerinde pencere elemani olarak ta kullanilmaktadir. UV-VIS-NIR spektrometresi dalga
boyunun fonksiyonu olarak gecirgenlik ve sogurma o6lciimleri i¢in kullanilmaktadir. XRD
yapisal parametreleri belirmek i¢in kullanilmaktadir. AFM yiizey morfolojisi ve tanecik
biiytikliigiinii hesaplamak i¢in gereklidir. Bu kapsamda iiretilen n ve p tipi ZnO ince filmler
kullanilarak hetero ve hoimo-eklem {iretimi ve karekterizasyonu yapilmaktadir. Bu konu ile
ilgili yayinlanmis ¢alismalarimiz mevcuttur.

Elektron siklotron rezonans mikrodalga (ECR-MW) plazma sistemi kullanilarak karbon ince
filmlerin {iretimi ve karekterizasyonu yapilmaktadir. Son ¢alismalar azot katkili karbon ince
filmlerin tiretimi yapisal, optik ve elektriksel ozelliklerini belirlenmesi, ilave olarak giines
hiicresi, 151k yayan diyot gibi optoelektronik aygitlarda kullanimi tizerinedir.

Termal buharlastiric1 aygit iiretimi i¢in gerekli olan omik veya Schottky kontak yapiminda
kullanilmaktadir.
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Laboratuvar Olanaklar:

1. Atmah Filtreli Katodik Vakum Ark Depolama Sistemi (PFCVAD)

PFCVAD sistemi monolayer diizeyinde film kalinlig1 kontrolii saglayan, Zn ve Ti gibi yliksek
erime sicaklifina sahip malzemelerden elementel veya bilesik yariiletken {iretiminde
kullanilmaktadir. PFVAD sistemi kullanilarak yariiletken n ve p-tipi ZnO ince filmler
silisyum ve cam alt taban {izerine biyiitiilmektedir.

2. ECR-Mikrodalga Plazma (ECR-MP) Sistemi

ECR-Mikrodalga plazma sistemi kullanilarak amorf, elmas benzeri karbon (DLC) gibi
karbon tabanli ince filmlerin tiretimi yapilmaktadir. Ayrica elektronik uygularimalar i¢in azot
katkili karbon ince filmlerin iiretimi bu sistem ile gergeklestirilmektedir.

3. Termal Buharlastirici

Termal buharlastirici omik veya Schottky kontak yapiminda kullanilmaktadir. Aygit iiretimi
icin gerekli olan metal kontaklarin iiretimi bu sistem ile gerceklestirilmektedir. Bu sistemle In,
Al, Zn, Ag gibi metaller buharlastirilabilmektedir.

4. X-Istm Kirinim Difraktrometresi

Uretilen ince filmlerin yapisal 6zelliklerini belirlemek igin XRD difraktrometresi
kullanilmaktadir. Elde edilen kirim deseninden amorf veya kristal yapisi
belirlenebilmektedir. Kristal yonelimleri, kristal biiylikligii, diizlemler arasi uzaklik, stres gibi
yapisal parametreler hesaplanabilmektedir.

5. Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)
AFM kullanilarak yiizey morfolojisi, tanecik biiyiikliigii hesaplanabilmektedir.

6. UV-VIS-NIR Spektrofotometre
Yariiletkenlerin optik 6zeliklerini belirlemek igin Perkin Elmer Lamda 2S UV-VIS-NIR
spektrofotometresi kullanilarak dalga boyunun fonksiyonu olarak sogurma ve gegirgenlik
spektrumlar1 alinabilmektedir. Elde edilen bu verilerden filmlerin kalinligi, kirilma indisi,
optik enerji araligi, bant kenar1 sogurmasi ve keskinligi, Urbach kuyruk enerjisi gibi optik
parametreler hesaplanabilmektedir.

7. Nanospec
Filmlerin kalinligin1 veya kirilma indisini hesaplamak i¢in kullanilmaktadir.

8. Elipsometre

Elipsometre filmlerin kalinligin1 ve kirtlma indisini belirlemek i¢in kullanilmaktadir. 635 v3
532 nm ¢ift dalga boyuna sahip elipsometreden filmlerin kalinlig1 kullanilan modellerle
belirlenebilmektedir.

9. Hall Ol¢iim Sistemi

HMS 3000 Hall Olgiim sistemi filmlerin elektriksel &zelliklerini belirlemek igin
kullanilmaktadir. Bu sistem ile tasiyicit konsantrasyonu ve tipi, mobilite, iletkenlik ve direng
gibi elektriksel parametreler belirlenebilmektedir.

10. Yaniletken Parametre Olciim Sistemi
Yariiletken Parametre 6l¢lim sistemi parametre analizorii (HP4156C Precision Semiconductor
Parameter Analyzer), prob istasyonu ve LCR metreden olugmaktadir. Bu diizenek {iretilen



aygitlarin akim-gerilim gibi ¢ikis 6zelliklerini belirlemek i¢in kullanilmaktadir. Frekansin ve
gerilimin fonksiyonu olarak kapasite dl¢iimleri LCR metre ile yapilmaktadir.

11. Fotoliiminesans Olciim Sistemi

Fotoliimiinesans dlglimiinde numune uygun bir kaynakla uyarildiktan sonra numunenin geri
yaydigr fotonlar analiz edilerek yasak bant araligi, alasim yariletkenler icin alagim
kompozisyon tayini, ara ylizey piriizliligli, malzeme kalitesi ve safsizlik bilgileri elde
edilebilmektedir. Mevcut sistem ile diisiik sicaklik fotoliminesans dlgimleri yapilmaktadir.

12. Fotoiletkenlik Ol¢iim Diizenegi

13. Firinlar
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